
 

  TiOPcػاخت ٌیش٘ذٜ ٘ٛسی تش پايٝ ٔٛاد آِی حاٚی ٘ا٘ٛ رسات 

 ٚ تشسػی خٛاف ٘ٛسی ٚ اِىتشيىی آٖ
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ايشاٖ  دا٘ـٍاٜ ػّٓ ٚ كٙؼت، ، دا٘ـىذٜ فیضيهآصٔايـٍاٜ لايٝ ٞای ٘اصن

 
 

چکيذٌ 
 SL(Al) /BL(Polyamide) /CGL(TiOPc) /CTL(Oxadiazole )/ITOٜ ٘ٛسی ٔٛسد تشسػی دس ايٗ ٔماِٝ تٝ كٛست ػاختاس لايٝ ای ٌیش٘ذ

/Glass اص ٔادٜ ٘ا٘ٛػاختاس فتاِٛػیا٘یٗ اوؼیذ . سٚؽ لايٝ ٘ـا٘ی ٔٛسد اػتفادٜ تشای ػاخت ايٗ ٌیش٘ذٜ ٘ٛسی، سػٛب فیضيىی تخاس ٔی تاؿذ. اػت

سفتاس ٕ٘ٛ٘ٝ تحت عیف ٍ٘اسی . ٘ا٘ٛٔتش تٝ ػٙٛاٖ ٔادٜ تِٛیذ وٙٙذٜ حأُ تاس، اػتفادٜ ؿذٜ اػت 25ط رسات حذٚد تا ا٘ذاصٜ ٔتٛع (TiOPc)تیتا٘یْٛ 

٘ا٘ٛٔتش لّٝ خزتی داسد ٚ دس ٔحذٚدٜ عَٛ ٔٛج ٞای  762ٚ  578، 402، 282فشاتٙفؾ تشسػی ؿذ ٚ ٔـخق ؿذ وٝ ٕ٘ٛ٘ٝ دس عَٛ ٔٛج ٞای  -ٔشئی

ِٚت  43/23اف پتا٘ؼیّی حذٚد نتا سػٓ ٔٙحٙی تخّیٝ اِىتشيىی تاسيىی ٚ سٚؿٙايی ٕ٘ٛ٘ٝ، . ٘ٛس سا ػثٛس ٔی دٞذدسكذ  90٘ا٘ٛٔتش تیؾ اص  578-402

 .ٔیّی ثا٘یٝ تٝ دػت آٔذ 345تضاد تلٛيش، دس % 67ِٚت، ٔؼادَ  35تا ِٚتاط اِٚیٝ 

 
  ٌیش٘ذٜ ٘ٛسی، لّٝ خزتی، ٔٙحٙی تخّیٝ اِىتشيىی تاسيىی ٚ سٚؿٙايی :كلمات كليذي
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Abstract 
The sample used in the photo/dark measurement was fabricated in the sandwich Al/Polyamide/TiOPc/Oxadiazole/ITO/Glass. 

Nanostructure Titanium Oxide Phthalocyanine with the average particle size about 25 nm (TiOPc) is used as Charge 

Generation Material (CGM). Photoreceptor absorption spectra shows that there are some peaks at wavelengths 282,402,578 

and 762 nm and there is no absorption in the region of 402-578 nm. Photo/dark induced discharge curve shows 67% contrast 

is achieved at 345 ms. 
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TiOPc ،  

مقذمٍ 

دس ايٗ ٔماِٝ للذ تش ايٗ اػت تا يه ٌیش٘ذٜ ٘ٛسی لاتُ 

واستشد دس كٙؼت صيشاوغ ػاختٝ ؿذٜ ٚ خٛاف اپتیىی ٚ 

٘تايح ايٗ تحمیك ٌاْ . اِىتشيىی آٖ ٔٛسد تشسػی لشاس ٌیشد

ٔفیذی دس خٟت ػاخت ٕ٘ٛ٘ٝ تداسی ايٗ ٔحلَٛ، 

ايٗ صٔیٙٝ تحمیماتی دس ايشاٖ خذيذ تٛدٜ ٚ اص . خٛاٞذ تٛد

ِٝ ٟٕٔتشيٗ واسٞای ا٘داْ ؿذٜ دس ايٗ صٔیٙٝ ٔی تٛاٖ خٓ

. اؿاسٜ وشد [3-1]تٝ ٔشاخغ 

ػاختاس لايٝ ای ٌیش٘ذٜ ٞای ٘ٛسی آِی دٚ لايٝ تٝ فشْ 

   ػا٘ذٚيچ
1
SL/

2
BL/

3
CGL/

4
CTL/

5
ITO/Glass    

 فمظيه لايٝ سػا٘ای ؿفاف اػت وٝ   ITOلايٝ . ٔی تاؿذ

يـٝ تٝ ٔٙظٛس تؼییٗ ٔـخلات اِىتشيىی، تشسٚی ؽ

. [4] (1ؿىُ)ٍٟ٘ذاس٘ذٜ ايداد ٔی ؿٛد

ٚ چاپٍش  ٌیش٘ذٜ ٘ٛسی، اكّی تشيٗ لغؼٝ دػتٍاٜ وپی

. ٔی تاؿذ ٚ دس دٚ ٘ٛع آِی ٚ ٔؼذ٘ی ػاختٝ ٔی ؿٛد ِیضسی

واس اكّی آٖ، تثذيُ اٍِٛی ٘ٛسی تٝ اٍِٛی اِىتشٚػتاتیه 

تذيٗ كٛست وٝ اتتذا ػغح ٌیش٘ذٜ ٘ٛسی تٛػظ . ٔی تاؿذ

ٔی ؿٛد ٚ  تاسداسٚست يىٙٛاخت ػیٓ ٞای وشٚ٘ا تٝ ف

ػپغ اٍِٛيی وٝ للذ داسيٓ اص آٖ وپی تٍیشيٓ، دس ٔماتُ 

٘ٛس تاصٌـتی . ٌیش٘ذٜ ٘ٛسی، دس ٔؼشم ٘ٛس لشاس ٔی ٌیشد

   تخّیٝ اِىتشيىیاص اٍِٛی ٘ٛسی، ػغح ٌیش٘ذٜ ٘ٛسی سا 

ٔٙاعمی اص ٌیش٘ذٜ ٘ٛسی وٝ ٘ٛس دسيافت ٔی وٙذ . ٔی وٙذ

خٛد سا اص دػت ٔی دٞذ تا  ؿذٜ ٚ تاس تخّیٝ اِىتشيىی

تذيٗ تشتیة يه اٍِٛی اِىتشٚػتاتیه ٔغاتك تلٛيش ٕ٘ٛ٘ٝ 

دس  .اكّی دس آيٙٝ، تش سٚی ٌیش٘ذٜ ٘ٛسی ايداد ٔی ؿٛد

چاپٍش ٞا اٍِٛی ٔٛسد ٘ظش تٛػظ ٘ٛس ِیضس ٔٛدِٚٝ ؿذٜ 

پاؿیذٖ خٛٞش تا تاسی ٔخاِف ػغح  . ٔی آيذ      تذػت

. وٙذ٘أشئی سا ظاٞش ٔیٌیش٘ذٜ ٘ٛسی، اٍِٛی اِىتشٚػتاتیه 

وشدٖ واغز وٝ تاسی ٔخاِف خٛٞش داسد، تٕاْ  تا ٘ضديه

وٝ تا سد ؿذٖ واغز اص تیٗ  خٛٞش تٝ واغز ٔٙتمُ ٔی ؿٛد

                                            
1
 Sub Layer 

2
 Blocking Layer 

3
 Charge Generation Layer 

4
 Charge Transport Layer 

5
 Indium Tin Oxide 

ر ؽوا سٚی  ، تش  ، تلٛيش فـاس ٚ ٌذاخت  غّته ٞای

. [5]وألا تثثیت ؿذٜ ٚ ٔحىٓ تٝ آٖ ٔی چؼثذ

 CGLٌزؿتٝ ٚ دس  CTL٘ٛس فشٚدی اص لايٝ ؿفاف 

تا خزب ٞش فٛتٖٛ، يه اِىتشٖٚ اص تا٘ذ . ٔی ؿٛد خزب

حفشٜ  -خفت اِىتشٖٚظشفیت تٝ تا٘ذ سػا٘ؾ سفتٝ ٚ يه 

اص عشيك ٘یشٚی  ايٗ خفت حأُ تاس. تِٛیذ ٔی ؿٛد 6ٔمیذ

ايٗ تمیذ تٛػظ ٔیذاٖ . اِىتشٚػتاتیه تٝ ٞٓ ٔمیذ٘ذ

اِىتشيىی خاسخی وٝ تٝ دٚ ػش ٕ٘ٛ٘ٝ اػٕاَ ٔی ؿٛد، 

 CTL. ای آصاد تٝ ٚخٛد ٔی آيٙذؿىؼتٝ ؿذٜ ٚ حأُ ٜ

ٚظیفٝ ا٘تماَ يه ٘ٛع اص حأُ ٞای آصاد سا تٝ ػغح ٕ٘ٛ٘ٝ، 

ٔی تٛا٘ذ حاٚی ٔٛاد  CTLتش ايٗ اػاع . تش ػٟذٜ داسد

ٞش چٝ . ا٘تماَ دٞٙذٜ حفشٜ يا ا٘تماَ دٞٙذٜ اِىتشٖٚ تاؿذ

تؼذاد حأُ ٞای آصاد تیـتش تاؿذ احتٕاَ سػیذٖ حأُ ٞا 

      دػت   تالا تٝ  تضاد د ٚ تلاٚيش تا تٝ ػغح تیـتش ٔی ؿٛ

    CGL تٙاتشايٗ اػتفادٜ اص ٔٛاد تا لذست خزب تالاتش دس. ٔی آيذ

 .[5,6]ٔی تٛا٘ذ تٝ تٟثٛد ویفیت ٌیش٘ذٜ ٘ٛسی وٕه وٙذ

ٚلتی ػغح ٌیش٘ذٜ ٘ٛسی تاسداس ٌشدد ،  دس صيش لايٝ سػا٘ا 

(SL)  ٜوٝ تٝ صٔیٗ ٔتلُ اػت ، تاس ٔخاِف  اِما  ؿذ ،   

دس ٘تیدٝ يه ٔیذاٖ اِىتشيىی خاسخی دس دٚ ػش ٕ٘ٛ٘ٝ 

وٝ حاٚی ٔٛاد  (BL)ٚخٛد لايٝ ػذ وٙٙذٜ . اػٕاَ ٔی ؿٛد

خٛدی ػايك اِىتشيىی اػت،  ٔا٘غ تخّیٝ اِىتشيىی خٛد تٝ 

. [5]ٕ٘ٛ٘ٝ دس تاسيىی ٔی ؿٛد
 

 

 

 

 

 
 

CGL اص خّٕٝ ٔؼشٚفتشيٗ . حاٚی ٔٛاد خارب ٘ٛس اػت

ػتفادٜ ٔی تٛاٖ تٝ فتاِٛػیا٘یٗ ٞا سٍ٘ذا٘ٝ ٞای ٔٛسد ا

ٚسٍ٘ذا٘ٝ ٞای آصٚ اؿاسٜ وشد وٝ دس تیٗ ٔٛاد آِی اص تٛخٝ  

                                            
6
 Exciton  

7
 Contrast  

 گيروذٌ وًري آلي دي لايٍ. 1وُؽ
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TiOPc ، 

 .[7]ٚ واستشد لاتُ ٔلاحظٝ ای تشخٛسداس٘ذ

 C32H16N8Mفتاِٛػیا٘یٗ داسای فشَٔٛ ؿیٕیايی تٝ فشْ 

 ,TiO, Cu, Alػٛأُ فّضی ٔا٘ٙذ Mدس خايٍاٜ . ٔی تاؿذ

ClIn  ٚ ...ٖ٘ذ ٚ ػأُ غیش فّضی ٔاH2  لشاس ٔی ٌیش٘ذ

ايٗ ٔٛاد داسای عیف خزتی دس ٔحذٚدٜ عَٛ . (2ؿىُ)

اص ايٙشٚ تشای ٘ا٘ٛٔتش ٔی تاؿٙذ،  550-850ٔٛج ٞای 

ايٗ ٘ٛع  .كٙؼت صيشاوغ ٚ چاپٍشٞای ِیضسی ٔٙاػثٙذ

اػتفادٜ ٔی وٙٙذ وٝ دس  GaAsچاپٍشٞا ٔؼٕٛلا اص ِیضس 

. [8]٘ا٘ٛٔتش ػُٕ ٔی وٙذ  750-850ٔحذٚدٜ 

 
 

 
 

سای ٔـخلٝ ياتی ٌیش٘ذٜ ٞای ٘ٛسی، ٔٙحٙی تخّیٝ ب

  2ٚ تخّیٝ اِىتشيىی سٚؿٙايی DIDC  1اِىتشيىی تاسيىی

PIDC  [9,10]آٟ٘ا سػٓ ٔی ؿٛد .

تٝ فشْ صيش  ،ٌیش٘ذٜ ٘ٛسیتا ايداد اِىتشٚد ؿفاف تش سٚی  
 Al-electrode/Organic materials/ITO-electrode 

پتا٘ؼیُ داسد ٚ  يه خاصٖ تختٕ٘ٛ٘ٝ ػاختاسی ؿثیٝ تٝ 

: تخّیٝ اِىتشيىی ٔی ؿٛدتٝ كٛست صيش  آٖػغح 

(1)                                     









RC

t
VtV exp0

                                                                     

ظشفیت  C، ٔماٚٔت اِىتشيىی ٌیش٘ذٜ ٘ٛسی، Rوٝ دس آٖ 

. [11]اِٚیٝ دٚ ػش آٖ ٔی تاؿذ ِٚتاط V0خاص٘ی آٖ ٚ 

ٔماٚٔت اِىتشيىی ٕ٘ٛ٘ٝ دس تاسيىی ٚ دس ٔؼشم ٘ٛس  

 PIDC  ٚDIDC (1)ا٘ذاصٜ ٌیشی ؿذٜ ػپغ عثك ساتغٝ 

اختلاف پتا٘ؼیُ ايٗ دٚ ٔٙحٙی دس يه . آٖ سػٓ ٔی ؿٛد

 (Gap)اف پتا٘ؼیُ نصٔاٖ خاف تیـیٙٝ ٔی ؿٛد وٝ تٝ آٖ 

                                            
1
Dark Induced Discharge Curve 

2
Photo Induced Discharge Curve 

دٜ ٔیضاٖ حؼاػیت واف پتا٘ؼیُ تؼییٗ وٙٗ. اتلاق ٔی ؿٛد

ٞش چٝ ايٗ واف تیـتش تاؿذ . ٕ٘ٛ٘ٝ تٝ ٘ٛس فشٚدی ٔی تاؿذ

. تضاد تلٛيش تٝ دػت آٔذٜ تیـتش خٛاٞذ تٛد

(2)                            100
0


V

Gap  تضاد تلٛيش

صٔاٖ سػیذٖ تٝ ايٗ واف، تؼییٗ وٙٙذٜ ػشػت وپی تشداسی  

ی تٝ ايٗ واف تشػذ ٞش چٝ ٕ٘ٛ٘ٝ دس صٔاٖ وٕتش. اػت

      .[4,12]چاپٍش ٔی تٛا٘ذ ػشيؼتش وپی تٍیشد 

 

آزمايش 

مًاد  . 1

تشای ػاخت صيش لايٝ سػا٘ا اص ػیٓ ٞای آِٛٔیٙیٛٔی ٚ تشای 

حاٚی  CGL. ايداد لايٝ ػذ وٙٙذٜ اصپّی آٔیذ اػتفادٜ ؿذ

٘تايح ٘ـاٖ ٔی دٞذ وٝ ٞش . ٔی تاؿذ TiOPc٘ا٘ٛ رسات 

ػیا٘یٗ وٛچىتش تاؿٙذ دسكذ خزب چٝ رسات سٍ٘ذا٘ٝ فتاِٛ

٘ٛس فشٚدی تیـتش ٔی ؿٛد تٝ ٕٞیٗ دِیُ يه ٔادٜ ٘ا٘ٛ 

اص  CTL. [13]ا٘تخاب ؿذ CGLػاختاس تشای تِٛیذ 

سػٛب دادٖ يه ٔادٜ ا٘تماَ دٞٙذٜ حفشٜ تٝ ٘اْ 

Oxadiazole
.  تٝ دػت آٔذ 3

ITO/Glass  ،Indium Tin Oxide  ٜسػٛب دادٜ ؿذ

اص ؿشوت  TiOPc٘ٛ پٛدس تش سٚی لاْ ؿیـٝ ای ٚ ٘ا

Aldrich  ٚ َٚاص ؿشوت اوؼادياصSigma تمیٝ . تٟیٝ ؿذ

ٔٛاد اص خّٕٝ پّی آٔیذ، آِٛٔیٙیْٛ، حلاَ ػیىٍّٛٞضاٖ٘ٛ ٚ 

. دس داخُ وـٛس ٔٛخٛد ٔی تاؿذ... 

لثُ اص تثخیش تشای خٌّٛیشی اص پاؿیذٖ تٝ  TiOPcپٛدس 

. اعشاف ٔحفظٝ خلا، دس ػیىٍّٛٞضاٖ٘ٛ حُ ؿذ

Oxadiazole  ٜپٛدسی ؿأُ ِٔٛىَٛ ٞای اِىتشٖٚ دٞٙذ

اػت وٝ ٔی تايؼت دسيه تؼتش پّیٕشی آلايیذٜ ؿٛد تا 

اص ايٙشٚ تا . تتٛا٘ذ يه ا٘تماَ دٞٙذٜ حفشٜ ٔحؼٛب ؿٛد

Poly(Methyl metacrylate)  2:1تا ٘ؼثت ٚص٘ی 

(PM:O)  [12]ٔخّٛط ؿذ ٚ دس ػیىٍّٛٞضاٖ٘ٛ حُ ؿذ   .

                                            
3
 2(4-tert-butylphenyl)-5-(4-biphenylyl)-1,3,4-

Oxadiazole 

 M (MPc)فتالًسياويه مًلکًليساختار . 2ؿىُ
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TiOPc ،  

ساخت ومًوٍ . 2

تشای سػٛب دٞی لايٝ ٞای ٘اصن ٌیش٘ذٜ ٘ٛسی، دس ايٗ 

تحمیك اص سٚؽ سػٛب فیضيىی تخاس دس دٔای اتاق اػتفادٜ 

6لايٝ ٘ـا٘ی ٞا تا اػتفادٜ اص دػتٍاٜ صيش. ؿذ F15- 

VACUUM COATING UNIT MODEL ا٘داْ ؿذ .

حشاستی اػت وٝ   تٛتٝ خايٍاٜ  4ٔزوٛس داسای   دػتٍاٜ

لايٝ ٔتفاٚت ايداد  4ٔی تٛاٖ دس ٞش ٔشحّٝ تـىیُ خلا، 

لثُ اص ساٜ ا٘ذاصی دػتٍاٜ، ٔمذاسی اوؼادياصَٚ، پٛدس  .  وشد

TiOPc  پّی آٔیذ دس ػٝ تٛتٝ ِٔٛیثذ٘ی سيختٝ ٚ ٔمذاسی ٚ

ػیٓ آِٛٔیٙیٛٔی دس فیّٕاٖ تٍٙؼتٙی خايٍزاسی وشدٜ ٚ دس 

يش آِٛٔیٙیْٛ تٝ دِیُ ٘مغٝ رٚب تشای تثخ. دػتٍاٜ تؼتٝ ؿذ

چٙذ لاْ ؿیـٝ ای . تالا، فیّٕاٖ تٍٙؼتٙی ٔٙاػة اػت

دس داخُ ٔحفظٝ خلا ٘لة ؿذ ٚ   ITOحاٚی لايٝ 

ٍٞٙأی وٝ خلا ٔحفظٝ تٝ . دػتٍاٜ ساٜ ا٘ذاصی ؿذ

mbar610  تشػذ ؿشايظ تشای سػٛب دٞی لايٝ ٞا

.  ٔٙاػة اػت

٘ا٘ٛٔتش تش سٚی  500أت تمشيثی اتتذا اوؼادياصَٚ تا ضخ

ITO   ٜلايٝ ٘ـا٘ی ؿذ ٚػپغ تٝ تشتیة ٔٛاد ٘أثشد

TiOPc (300 ٘ا٘ٛٔتش) [8][8] (٘ا٘ٛٔتش 1000)، پّی آٔیذ 

ضخأت لايٝ . سػٛب دادٜ ؿذ (٘ا٘ٛٔتش 1000)ٚ آِٛٔیٙیْٛ

ٞا تٛػظ ضخأت ػٙح وشيؼتاَ وٛاستض، ٘لة دس داخُ 

تشتیة چٙذيٗ ٕ٘ٛ٘ٝ  تذيٗ. ٔحفظٝ خلا، لاتُ وٙتشَ اػت

ٕ٘ٛ٘ٝ ای وٝ تٟتشيٗ ٘تیدٝ سا تذٞذ، تشای . تٝ دػت ٔی آيذ

. تشسػی ٞای تؼذی ا٘تخاب ٔی ؿٛد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يافتٍ َا ي بحث 

 فرابىفش -طيف وگاري مرئي. 1

عیف ٍ٘اسی ٕ٘ٛ٘ٝ ػاختٝ ؿذٜ تٛػظ  3ؿىُ

. سا ٘ـاٖ ٔی دٞذ MPC2200اػپىتشٚفٛتٛٔتش ٔذَ 

ٔـخق اػت ٕ٘ٛ٘ٝ دس عَٛ   ؿىُ دس  وٝ  ٕٞا٘غٛس 

٘ا٘ٛٔتش لّٝ خزتی داسد ٚ  762ٚ  578، 402، 282ٔٛج ٞای 

٘ا٘ٛٔتش ٘ؼثت تٝ ٘ٛس  402-578دس ٔحذٚدٜ عَٛ ٔٛج ٞای 

 تا تٛخٝ تٝ ٔٛاسد ٘أثشدٜ، ٕ٘ٛ٘ٝ تشای . فشٚدی ؿفاف اػت

اػتفادٜ دس چاپٍشٞايی وٝ داسای چـٕٝ ٘ٛس ٔشئی ٞؼتٙذ 

٘ا٘ٛٔتش داسای  578-762حذٚدٜ ٕ٘ٛ٘ٝ دس ْ. ٔٙاػة ٘یؼت

آٖ تشای تیـتشيٗ دسكذ خزب ٔی تاؿذ، تٙاتشايٗ واستشد 

، تیـتشيٗ  صيشاوغ ٚ چاپٍش تا چـٕٝ ٘ٛسی دس ٘احیٝ لشٔض

 .ویفیت سا خٛاٞذ داؿت

مىحىي تخليٍ الکتريکي تاريکي ي ريشىايي . 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

، لشاس  ػادٜ  ٔذاس  ٌیش٘ذٜ ٘ٛسی ٔا٘ٙذ يه خاصٖ دس يه

ٚ يه تمٛيت  DCتغزيٝ  ٔٙثغتٝ وٕه يه . ٔی ٌیشد

دس تاسيىی ٚ اتتذا  ٕ٘ٛ٘ٝوٙٙذٜ خشياٖ، ٔماٚٔت اِىتشيىی 

 lux 300تا ؿذت   ػفیذی ٘ٛس ٔؼشم تاتؾدس ػپغ 

دسج ؿذٜ  1اػذاد تٝ دػت آٔذٜ دس خذَٚ. سی ؿذیا٘ذاصٜ ي

. اػت

 خايٍزاسی اػذاد ٔٙحٙی تخّیٝٚ  (1)تا اػتفادٜ اص ساتغٝ  

 فشاتٙفؾ ٕ٘ٛ٘ٝ -عیف ٔشئی. 3ؿىُ  :وی دس تاسيىی اِىتشی

 تاريکي ي ريشىايي ومًوٍ تخليٍ الکتريکيمىحىي . 4ؿىُ
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(3)          











99 107/01075/1
exp35

t
tV 

: ٔٙحٙی تخّیٝ اِىتشيىی دس سٚؿٙايی 

(4)         











99 107/0102/0
exp35

t
tV  

. ٕ٘ايؾ دادٜ ؿذٜ اػت 4سػٓ ؿذٜ ٚ ٕٞضٔاٖ دس ؿىُ

ٔیّی ثا٘یٝ تٝ تیـیٙٝ  345اختلاف تیٗ دٚ ٔٙحٙی دس صٔاٖ 

ِت، عثك ٚ 43/23اف پتا٘ؼیّی حذٚد نخٛد ٔی سػذ ٚ 

ٔؼادَ (2)ساتغٝ 







100

35

دسكذ تضاد تلٛيش،  43.23

ٔـاٞذٜ ٔی ؿٛد ٚ تٝ ايٗ ٔؼٙاػت وٝ اٌش صٔاٖ ٘ٛسدٞی 

ٔیّی ثا٘یٝ تٙظیٓ ؿٛد تلٛيش اٍِٛی ٔٛسد  345چاپٍش سٚی 

دس يه . تش سٚی دساْ ٍ٘اؿتٝ ٔی ؿٛد% 67چاج تا تضاد 

اِٚیٝ اػت ٚ ػیؼتٓ ايذٜ آَ، ٌاف پتا٘ؼیُ تشاتش تا ِٚتاط 

ٔی تاؿذ وٝ دس ايٗ حاِت، تلٛيش اص % 100تضاد تلٛيش 

. اٍِٛی اكّی لاتُ تـخیق ٘خٛاٞذ تٛد

وتيجٍ گيري 

:  ٌیش٘ذٜ ٘ٛسی آِی دٚ لايٝ تا ػاختاسی تٝ ؿىُ صيش
 

Al (1000 nm) / Polyamide (1000 nm) / 

TiOPc (300nm) / Oxadiazole (500 nm) / 

ITO / Glass 

  

٘ا٘ٛٔتش ٘ؼثت تٝ ٘ٛس  402-578َ ٔٛج ٞای دس ٔحذٚدٜ عٛ

-762فشٚدی ؿفاف اػت ٚ دس ٔحذٚدٜ عَٛ ٔٛج ٞای 

. ٘ا٘ٛٔتش، دسكذ صيادی اص ٘ٛس سا خزب ٔی وٙذ 578

ِیضسی تا  صيشاوغ ٚچاپٍشٞایتٙاتشايٗ تشای اػتفادٜ دس 

يه چاپٍش . عَٛ ٔٛخی دس ايٗ ٘احیٝ، تؼیاس ٔٙاػة اػت

تش % 67ٚيشی تا تضاد ٔیّی ثا٘یٝ تق 345لادس اػت دس 

. سٚی ايٗ ٌیش٘ذٜ ٘ٛسی حه وٙذ
 

  سپاسگساري

ايٗ پشٚطٜ تحت حٕايت ٕٞٝ خا٘ثٝ دا٘ـٍاٜ ػّٓ ٚ كٙؼت 

  .ايشاٖ ا٘داْ ؿذٜ اػت
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